MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO

Equipamento a ser importado:

Instrumento de laboratério denominado: Microscépio eletrénico de varredura
(SEM) de ultima geracéo, projetado para oferecer imagens de alta resolugao e
analises elementares rapidas por meio de um sistema de espectroscopia de
raios X por dispersdo de energia (EDS) totalmente integrado. Composto por:
Workstation CPU por Dell Mexico, S.A. de C.V. origem: México) conectado ao
microscopio + Dois monitores de tela plana (flat panel) por NEC (China) Co.
Ltd.; origem: China ), teclado e mouse utilizados para controlar o revestimento
optico, a interface SEM e os mdodulos de analise + espectrometro EDS detector
de raios X por dispersdo de energia utilizado para andlise elementar em
microscopia ou controle de processo. Com as seguintes caracteristicas: Utiliza
a técnica de imagem (SEM - Scanning Electron Microscopy) para observar a
superficie de materiais com altissima resolu¢gdo, muito maior do que a de
microscopios Opticos convencionais; permite caracterizacdo morfolégica e
composicional de amostras sodlidas; reproduz a geragdo de imagens de alta
resolugcdo por elétrons secundarios e retroespalhados; realiza a identificagao
elementar qualitativa e quantitativa via EDS; contendo camara de amostras
com blindagem eletromagnética, coluna de vacuo em liga metalica vedada com
sistema de bombeamento interno; carregamento automatico da amostra e foco
rapido; ideal para aplicagcbes como analise de falhas, controle de qualidade,
caracterizagdo de materiais e ensino técnico-cientifico, interface grafica por tela
sensivel ao toque ou via software em PC, alta resolugdo de imagens e brilho
excepcionais, ontrole automatizado de foco, brilho e contraste, ajuste
automatico de vacuo e configuragdo de parametros de aquisigcdo. E as
seguintes especificagdes: Fonte CeBs(Cereto-Hexabore), Ampliacao eletrbnica
de 160 a 350.000x%; resolugdo de imagem até 6 nm (SE) e 8 nm (BSE);
espectrometro EDS com detector SDD, resolugao <132 eV; faixa de detecgéo
do EDS do Boro ao Califérnio; tensdes operacionais fixas (5, 10, 15 kV) e
ajustaveis de 4,8 a 20,5 kV; modo éptico com camera colorida de 20—134x.




Informagoes adicionais:

Microscoépio eletronico de varredura (SEM) de bancada de ultima geragao,
projetado para oferecer imagens de alta resolugdo e analises elementares
rapidas por meio de um sistema de espectroscopia de raios X por dispersao de
energia (EDS) totalmente integrado. Ideal para andlise de materiais em
ambientes industriais e académicos, permite caracterizagdo morfolégica e
composicional de amostras solidas. Opera com fonte CeBg (Cereto-Hexabore),

tensao ajustavel de 4,8 a 20,5 kV, e resolugao de até 6 nm.

Modelo: Phenom ProX G6

Marca: Thermo Fisher Scientific Inc.
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Principais fungoées

Geragdo de imagens de alta resolugdo por elétrons secundarios e
retroespalhados; identificacdo elementar qualitativa e quantitativa via EDS;
modo de navegacdo Optica com localizagdo precisa da amostra; integragcao
com software de analise para particulas, fibras e poros; carregamento
automatico da amostra e foco rapido; ideal para aplicagdes como analise de
falhas, controle de qualidade, caracterizacdo de materiais e ensino técnico-

cientifico.

Principais caracteristicas

Ampliacao eletrénica de 160 a 350.000x; resolugao de imagem até 6 nm (SE) e
8 nm (BSE); espectrometro EDS com detector SDD, resolugao <132 eV; faixa
de deteccédo do EDS do Boro ao Califérnio; tensées operacionais fixas (5, 10,
15 kV) e ajustaveis de 4,8 a 20,5 kV; modo 6ptico com camera colorida de 20—

134x; suporte a software Thermo Scientific ProSuite.

Caracteristicas de construgao

Estrutura robusta metalica com revestimentos técnicos resistentes ao ambiente
de laboratorio. Dimensdes aproximadas de 286 mm (L) x 566 mm (P) x 495
mm (A). Possui base rigida com pés niveladores para estabilidade em bancada
e camara de amostras com blindagem eletromagnética. Coluna de vacuo em

liga metalica vedada com sistema de bombeamento interno.

Controles

Interface grafica por tela sensivel ao toque ou via software em PC, controle
automatizado de foco, brilho e contraste, ajuste automatico de vacuo e
configuracdo de parametros de aquisicdo. Navegagao oOptica com clique para
selecédo da regidao de interesse. Controle total dos médulos EDS e analise por

software.




Controles de segurancga operacionais

Sistema de bloqueio da porta da cAmara durante operagao com feixe; sensores
para deteccdo de falha de vacuo e superaquecimento; software com acesso
por login para controle de usuarios; protecdo eletromagnética da fonte;
desligamento automatico em caso de falha critica. Conformidade com normas

CE e ISO de segurancga.




